具奈米薄膜修飾之矽仿生奈米結構
本文提出一種高效率製程，過程整合單一步驟製作自組奈米銀顆粒、後製程乾蝕刻處理以及原子層沉積(atomic layer deposition； ALD)製程等，直接於矽基材上製作出具有氧化鋅奈米薄膜包覆之核殼奈米結構，實驗結果顯示，此氧化鋅薄膜大幅改善了純矽錐台的場發射特性，此絕佳的光電特性，將使氧化鋅仿生核殼結構不僅可應用於生醫研究領域，更可廣泛應用於光電產業上。
